
電子ビームによるコンタミ成長

中性粒子挙動解析

２次元プラズマ解析

希薄気体挙動解析
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PEGASUS構成図　

原子・分子データベース

表面科学系モジュール

気相モジュール

荷電粒子挙動解析

CONTAMI2D
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He:

100 [sccm]

Ar: 40 [sccm]
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Plasma Enhanced materials processing and rarefied GAS dynamics Unified Simulation softwarePlasma Enhanced materials processing and rarefied GAS dynamics Unified Simulation software

真空技術、プラズマ技術、薄膜技術、そして微細加工技術を用いる技術者のためのソフトウェアです。

希薄気体 /プロセスプラズマ
シミュレーションソフトウェア

希薄気体挙動解析

https://www.psinc.co.jp

解析モデル図

混合ガス圧力 [Pa]



■ ２次元トレンチエッチング解析 ■３次元トレンチエッチング解析

ポリマー層
（断面）

Si 表面

CF系ガス /SF6による
２ステップボッシュプロセス解析

Si(s) 固体層占有率Polymer(s) 固体層占有率Profile 固体層占有率 Profile 固体層占有率

デポステップ : 10 [s]
エッチステップ : 10 [s]
サイクル数 : 14

デポステップ : 7 [s]
エッチステップ : 10 [s]
サイクル数 : 14

プラズマ挙動解析

電子密度

SiH[NH₂]₂ 密度 SiH₂NH₂ 密度

SiH₄N(+)密度

〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目11番8号 平澤ビル2階
TEL：03-3553-7211　E-mail：info@psinc.co.jp

詳しくはこちら！！ PEGASUS全モジュールをお試し頂けます。 http://www.psinc.co.jp/

表面形状解析

マグネトロンスパッタ解析
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解析モデル図
ターゲット：Cu/Zn 合金

磁石：残留磁束密度 1.24 [T]
ヨーク： S17C

運転条件

装置条件

アルゴン：1 [Pa]
ターゲット印加電圧：-300 [V]

解析条件
座標系：2次元直交座標

2次電子放出係数：0.1150
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解析モデル図

装置条件

RF 電極：Vrf 200 [V]
              60 [MHz]

運転条件

SiH4：13 [sccm]
NH3 : 19 [sccm]
全圧 : 4 [Pa]

対称境界

対称境界

RF 電極

接地

流
出
境
界

100

100

14
0

110

140

50誘電
体


